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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 195 03 205

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 30. September 2003 unter Mitwirkung des Rich-

ters Dr. Meinel als Vorsitzendem sowie der Richter Dr. Gottschalk, Knoll und

Dr. HaulRler
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beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Priufungsstelle fur Klasse HO5H des Deutschen Patent- und Markenamts hat
auf die am 2. Februar 1995 eingereichte Patentanmeldung das am 11. Juli 1996
veroffentlichte Patent 195 03 205 mit der Bezeichnung ,Vorrichtung zur Erzeugung

von Plasma“ (Streitpatent) erteilt.

Die Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prifung
eines fur zuldssig erklarten Einspruchs, der am 9. Oktober 1996 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingegangen war, das Patent mit Beschlul vom
14. Mai 2002 widerrufen.

Zur Begrundung ist ausgefuhrt, da® der Gegenstand des erteilten Patentan-

spruchs 1 gegenuber dem Stand der Technik nach den Entgegenhaltungen

- deutsche Offenlegungsschrift 41 36 297 (Druckschrift 1) und
- deutsche Offenlegungsschrift 37 36 917 (Druckschrift 5)

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Im Einspruchsverfahren ist zum Stand der Technik u.a. noch die

- deutsche Patentschrift 39 26 023 (Druckschrift 6)

in Betracht gezogen worden.



Gegen den vorgenannten Beschlul} richtet sich die Beschwerde der Patentinhabe-

rin.

Der Konkursverwalter der Einsprechenden hat mit Schriftsatz vom
1. Oktober 2002 mitgeteilt, da® das Konkursverfahren am 19. Dezember 2001
abgeschlossen worden sei, die Einsprechende also nicht mehr bestehe, und dal}

er den Einspruch zurickziehe.

In der mundlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin das Streitpatent mit den
erteilten Unterlagen verteidigt und die Auffassung vertreten, dal® der Gegenstand
des erteilten Patentanspruchs 1 gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand

der Technik patentfahig sei.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den Beschlul3 der Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 14. Mai 2002 aufzuheben und das Patent auf-

rechtzuerhalten.

Der geltende erteilte Patentanspruch 1 lautet:

,vorrichtung zur Erzeugung von Plasma in einem Unterdruckbe-
halter mit Hilfe von elektromagnetischen Wechselfeldern, wobei
ein stabformiger Leiter innerhalb eines Rohres aus isolierendem
Werkstoff durch den Unterdruckbehalter geflihrt ist, wobei der In-
nendurchmesser des Rohres groRRer als der Durchmesser des
Leiters ist, und wobei das Rohr an beiden Enden durch Wande
des Unterdruckbehalters gehalten und gegenuber den Wanden an

seiner AulRenflache abgedichtet ist, dadurch gekennzeichnet,




dald der Leiter (5) an beiden Enden an Quellen (6, 7) zur Erzeu-

gung der elektromagnetischen Wechselfelder angeschlossen ist.”

Wegen der geltenden erteilten Unteranspriche 2 bis 16 wird auf die Streitpatent-

schrift und wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Patentinhaberin ist nicht begrindet, denn der Ge-
genstand des geltenden Patentanspruchs 1 erweist sich nach dem Ergebnis der

mundlichen Verhandlung als nicht patentfahig.

1. Gegen die nach standiger hochstrichterlicher Rechtsprechung (vgl z.B. BGH
GRUR 1997, 740 IiSp letzter Abs - "Tabakdose" mwNachw.) seitens des Senats
von Amts wegen zu Uberprifende - von der Patentinhaberin im Ubrigen nicht be-

strittene - Zulassigkeit des Einspruchs bestehen keine Bedenken.

2. Nach den Angaben der Patentinhaberin (Schriftsatz vom 23. Januar 1996,
Seite 1, Absatz 1) wird im Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 des
Streitpatents von einer Vorrichtung zur Erzeugung von Plasma in einem
Unterdruckbehalter mit Hilfe von elektromagnetischen Wechselfeldern aus-
gegangen, wie sie aus der vorstehend genannten deutschen Offenlegungsschrift
41 36 297 (Druckschrift 1) bekannt ist (vgl. dort den Unterdruckbehélter

(Behandlungskammer 25), den stabférmigen Leiter (Innenleiter 3), in den

Mikrowellen von einer Mikrowellen-Erzeugungseinrichtung (11) eingekoppelt
werden, das Rohr (Flhrungshohlleiter 2) aus isolierendem Werkstoff und die
Rohr-Abdichtung (O-Ring-Dichtung 6) im Anspruch 1 iVm der Fig. 4 nebst der
dazugehdrigen Beschreibung in Spalte 7, letzter Absatz bis Spalte 8, Absatz 1 und
Spalte 6, Zeilen 18 bis 24 zur Fig. 1).



Gemal der Streitpatentschrift (Spalte 1, Absétze 3 und 4) ist bei dieser bekannten
gattungsgemalen Vorrichtung zur Erzeugung von Plasma von Nachteil,

- daly mit zunehmender Entfernung von demjenigen Rand der Behandlungs-
kammer, an dem die Mikrowellen eingekoppelt werden, die Energiedichte
und
damit die Plasmadichte abnimmt, fur die Behandlung von Werkstlcken je-
doch eine mdglichst raumlich vorgebbare, beispielsweise homogene,
Mindest-Plasmadichte erforderlich ist, und

- daf’ ferner die in Form von Mikrowellen zugefuhrte Leistung nicht beliebig
steigerbar ist, weshalb haufig nicht der gesamte durch die Behandlungs-
kammer gegebene Raum zur Behandlung genutzt werden kann, wobei dies
insbesondere bei Werkstlcken gilt, die in Durchlaufanlagen auf einem

FlieBband durch die Behandlungskammer gefuhrt werden.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Pro-
blem die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Erzeugung von Plasma an-
zugeben, welche innerhalb eines vorgegebenen Bereichs eine ausreichende

lonisierung aufweist (Streitpatentschrift, Spalte 1, Absatz 5).

Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemalien Vorrichtung zur Erzeugung von
Plasma mit dem Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des erteilten Patentan-
spruchs 1 des Streitpatents geldst. Denn dadurch, dal® der Leiter (6) an beiden
Enden an Quellen (6, 7) zur Erzeugung der elektromagnetischen Wechselfelder
angeschlossen ist, kann der bei der bekannten gattungsgemafRen Vorrichtung zur
Erzeugung von Plasma nach der deutschen Offenlegungsschrift 41 36 297

(Druckschrift 1) auftretende Abfall des lonisierungsgrades in Langsrichtung des

Leiters derart ausgeglichen werden, dal® bei gleicher Intensitat der zugeflhrten
Wechselfelder ein weitgehend homogener Verlauf der Plasmadichte bei doppelter

Gesamtleistung erzielbar ist, bei ungleicher Wechselfelder-Intensitat hingegen ein



davon abweichender Plasmadichte-Verlauf - beispielsweise eine mehr oder weni-
ger starke, etwa lineare Zunahme von einem Ende zum anderen Ende des Unter-
druckbehalters - einstellbar ist (Streitpatentschrift, Spalte 1, letzter Absatz bis
Spalte 2, Absatz 2).

Beim Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 entsteht - wie bei der bekann-
ten gattungsgemafen Plasma-Erzeugungsvorrichtung nach der deutschen Offen-
legungsschrift 41 36 297 (Druckschrift 1) (Spalte 2, Zeilen 34 bis 45 iVm der

Streitpatentschrift, Spalte 1, Absatz 3) - durch das Leitendwerden des ionisierten

Gases an der Aullenwand des Rohres (4) aus isolierendem Werkstoff eine Art
Koaxialleitung - mit dem stabformigen Leiter (5) als Innenleiter und mit dem
Plasma als dazu koaxialem Aufenleiter -, die die eingekoppelten Hochfrequenz-
wellen - insbesondere Mikrowellen (erteilter Patentanspruch 2) - im Ringraum zwi-
schen Innen- und Aulenleiter weiterleitet und dabei als Antenne wirksam ist, die
Hochfrequenzwellen in den Unterdruckbehalter (1) abgibt (vgl. hierzu den Schrift-
satz der Patentinhaberin vom 10. Juni 1998, Blatt 3, letzter Absatz bzw. die Be-
schwerdebegriindung vom 13. September 2002, Blatt 3, Absatz 2). Die die Ko-
axialleitung mit Hochfrequenzwellen versorgenden Generatoren (6, 7) konnen
beim Streitpatentgegenstand an zwei Kupferrohre (10) angeschlossen sein, zwi-
schen denen sich der aus Plasma bestehende AufRenleiter der Koaxialleitung

ausbildet (Streitpatentschrift, Spalte 4, Absatz 4 zu den Figuren 1 und 2).

3. Die Vorrichtung zur Erzeugung von Plasma nach dem geltenden erteilten Pa-
tentanspruch 1 ist zwar im Hinblick auf den im Verfahren befindlichen Stand der
Technik neu und auch gewerblich anwendbar; jedoch beruht sie gegenltber dem

Stand der Technik nach den Entgegenhaltungen

- deutsche Offenlegungsschrift 41 36 297 (Druckschrift 1) und
- deutsche Patentschrift 39 26 023 (Druckschrift 6)




nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des zustandigen Durchschnittsfachmanns,
der hier als ein mit der Entwicklung und Herstellung von Plasmavorrichtungen ins-
besondere fur die Oberflachenbearbeitung von Werksticken befaldter, berufser-
fahrener Physiker oder Elektroingenieur mit Universitatsausbildung zu definieren

ist.

Die deutsche Offenlegungsschrift 41 36 297 (Druckschrift 1), von der - wie darge-

legt - im Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 ausgegangen wird, fuhrt den
Fachmann gemaly einem Ausflhrungsbeispiel zwar insofern in eine andere Rich-
tung, als sie zur Kompensation der in Rede stehenden Abnahme der Plasma-
dichte eine Verringerung des Durchmessers des Isolierrohres (2) mit zunehmen-
dem Abstand von derjenigen Wand des Unterdruckbehalters (25) nahelegt, durch
die die Mikrowellen eingekoppelt werden (Fig. 6 mit zugehdriger Beschreibung in
Spalte 8, Absatz 4).

Andererseits betrifft die deutsche Patentschrift 39 26 023 (Druckschrift 6) jedoch

ein Plasma-Beschichtungsverfahren (CVD-Beschichtung mit zugehériger Vorrich-

tung), bei dem (der) zur Erzeugung des Plasmas eine Koaxialleitung an zumindest
einem Ende mit Hochfrequenzwellen (hochfrequente Strahlung) beaufschlagt wird
(Anspriiche 1 und 14 iVm den Ausfihrungsbeispielen nach den Figuren 1 bis 5),
wobei es dort ausdricklich heifdt, dafd bei Zufihrung der hochfrequenten Strahlung

(Mikrowellenenergie) an beiden Enden - entsprechend der dortigen Fig. 2 - die

Homogenitat der Schichtabscheidung - d.h. fur den Fachmann implizit auch die
Homogenitat der Plasmadichte - erhoht werden kann (Spalte 8, Zeilen 1 bis 4). Die
Koaxialleitung besteht dabei - insoweit in Umkehr zum Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 des Streitpatents, bei dem das Plasma den Aullenleiter der
Koaxialleitung bildet - aus einem Innenleiter aus Plasma, namlich in einem Rohr
aus dielektrischem Material (Abschirmung 7), und aus einem dazu konzentrischen
Aulenleiter aus elektrisch leitendem Material (rohrférmiger Aul3enleiter 3) (vgl. die
Figuren 1 und 2 mit zugehériger Beschreibung in Spalte 5, Zeilen 28 bis 55). Die
die Koaxialleitung an beiden Enden mit Hochfrequenzwellen versorgenden Mikro-



wellenresonatoren (16) sind hierbei - insoweit entsprechend dem Streitpatent-
gegenstand - an zwei Metallrohre (rohrférmige Innenleiter 10) angeschlossen,
zwischen denen sich der aus Plasma bestehende Innenleiter der Koaxialleitung
ausbildet (Spalte 5, Zeilen 48 bis 55 zur Fig. 2).

Es beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, wenn der Fachmann die aus der
deutschen Patentschrift 39 26 023 (Druckschrift 6) bekannte Problemldsung
(beidendiger Anschlull einer Koaxialleitung an Hochfrequenz-Generatoren) ledig-

lich zu ihrem bekannten vorteilhaften Zweck (Erhéhung der Homogenitét der
Plasmadichte) auch bei der bekannten gattungsgemafen Vorrichtung zur Erzeu-
gung von Plasma nach Fig. 4 der deutschen Offenlegungsschrift 41 36 297

(Druckschrift 1) anwendet, womit er bereits ohne erfinderisches Zutun zum Ge-

genstand des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents gelangt. Entgegen der
von der Patentinhaberin in der mundlichen Verhandlung vertretenen Auffassung
steht dem insbesondere nicht entgegen, dal} gemal der deutschen Patentschrift

39 26 023 (Druckschrift 6) der Innenleiter, beim Streitpatentgegenstand hingegen

umgekehrt - insoweit entsprechend der gattungsbildenden deutschen Offenle-

gungsschrift 41 36 297 (Druckschrift 1) - der Aul3enleiter der Koaxialleitung vom

Plasma gebildet wird. Denn der Fachmann braucht zur Anpassung der Problemlo-

sung nach der deutschen Patentschrift 39 26 023 (Druckschrift 6) an die insoweit

abweichenden Gegebenheiten der gattungsgemalen Plasmavorrichtung nach der

deutschen Offenlegungsschrift 41 36 297 (Druckschrift 1) nur die gemaf der deut-
schen Patentschrift 39 26 023 (Druckschrift 6) zur Bildung des Plasma-Innenleiters

vorgesehenen Metallrohre (10) - mit angeschlossenen Hochfrequenz-Generatoren
(16) - bei der Vorrichtung zur Erzeugung von Plasma nach Fig. 4 der deutschen
Offenlegungsschrift 41 36 297 (Druckschrift 1) stattdessen zur Bildung des

Plasma-Aufienleiters heranzuziehen.

Soweit die Patentinhaberin in der mundlichen Verhandlung als Indizien fur das
Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit den Zeitfaktor und den mit dem Streitpa-

tentgegenstand erzielten wirtschaftlichen Erfolg geltend gemacht hat, vermag dies



insofern nicht zu greifen, als die Erfindung - wie dargelegt — dem Fachmann durch
den Stand der Technik nahegelegt ist (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1964, 121, 123
- ,Wimpernfarbestift; GRUR 1967, 25, 29 - ,,SpritzgulBmaschine I1I*).

Die Vorrichtung zur Erzeugung von Plasma nach dem erteilten Patentanspruch 1
ist demnach mangels einer erfinderischen Tatigkeit gegeniber dem Stand der
Technik nach der deutschen Offenlegungsschrift 41 36 297 (Druckschrift 1) und
der deutschen Patentschrift 39 26 023 (Druckschrift 6) nicht patentfahig.

4. Mit dem verteidigten Patentanspruch 1 fallen auch die darauf zurickbezogenen
erteilten Unteranspruche 2 bis 16. Einen eigenstandigen erfinderischen Gehalt hat
die Patentinhaberin fur diese echten Unteranspriche im ubrigen nicht geltend

gemacht.

Dr. Meinel Dr. Gottschalk Knoll Dr. Hauller
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